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国家标准《成像衍射光学元件衍射效率的测量方法》

编制说明

1. 工作简况

1.1 任务来源

衍射光学元件由于其独特的成像性质已被广泛应用于现代成像光学系统，以

简化光学系统结构、缩小体积、减轻重量和提高光学成像质量，实现传统光学技

术无法实现的技术性能要求。衍射效率直接影响衍射光学元件及含有衍射光学元

件的折衍射混合光学系统的成像质量，是评价衍射光学元件设计和加工的重要指

标。因此，对成像衍射光学元件衍射效率的准确测量十分必要。然而，由于衍射

效率测量方法及技术的复杂性，成像衍射光学元件出现三十多年来国内外尚未建

立起衍射效率测量的规范化和标准化方法。

长春理工大学长期从事成像衍射光学元件的理论、技术及其在成像系统中应

用方面的研究，1996 年首次提出了成像衍射光学元件衍射效率测量的原理性方

法，并首次搭建了成像衍射光学元件的衍射效率测量平台，完成了长焦距成像二

元光学系统衍射效率的测量。近年来，成像衍射光学元件的应用日益广泛，为了

给成像衍射光学元件的加工质量提供客观依据，长春理工大学制定成像衍射光学

元件衍射效率的规范化、标准化测量方法。

2019年 2月，长春理工大学向全国光电测量标准化技术委员会（TC487，以

下简称“光电测量标委会”）提交申报编制国家标准《成像衍射光学元件衍射效

率的测量方法》的任务，2019年 4月，在 2019年第一次 NQI专项推荐性国家标

准立项评估会上获批成功，于 2020年 12月国家标准化委员会下达了关于国家标

准《成像衍射光学元件衍射效率的测量方法》立项的通知，计划编号为

20204668-T-491，项目周期为 2020年 12月至 2022年 12月。

1.2 起草单位

主要起草单位：长春理工大学

本标准项目下达后，由长春理工大学组织成立了国家标准编制组，其人员组
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成及分工见表 1。

表 1 编制组人员及分工

序号 姓名 职称 单位 任务分工

1 朴明旭 讲师 长春理工大学 标准和编制说明编制

2 薛常喜 教授 长春理工大学 标准和编制说明编制

3 崔庆丰 教授 长春理工大学 标准化工作

4 张博 助理研究员 长春理工大学 编制说明编制

1.3 主要工作过程

1.3.1 编制标准讨论稿

2018年 7月~2019年 2月，标准编制组调研了与标准内容相关的国内外技术

现状，针对性地查阅了国内外标准；认真制定了标准编制大纲，研究了标准草案，

完善标准所描述的测量方法，以及数据处理方法，形成了《成像衍射光学元件衍

射效率的测量方法》工作组讨论稿及编制说明。

2019年 3月 16日，全国光电测量标准化技术委员会秘书处在北京组织召开

了“标准编制组和专家组会议”，标准编制组汇报了《成像衍射光学元件衍射效

率的测量方法》工作组讨论稿，以及编制说明，与会专家进行了认真细致地讨论，

提出了建议和修改意见。

2019年 3月 25日，全国光电测量标准化技术委员会审议了工作组讨论稿，

各位委员一致同意将工作组讨论稿修改后形成征求意见稿，广泛征求意见。

1.3.2 编制标准讨论稿

2019年 4月~2021年 5月，标准编制组根据建议和修改意见，对《成像衍射

光学元件衍射效率的测量方法》及编制说明进行了进一步修改和完善，形成征求

意见稿及编制说明提交到光电测量标委会。

2. 标准编制原则和主要内容

2.1 编制原则

本部分按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构

和起草规则》，以及 GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4部分：试验方法标

准》的有关要求编写。

2.1.1 实用性原则



3

标准编制组认为标准中提出的成像衍射光学元件的衍射效率测量方法利用

光学原理和技术，建立光学测量的条件和基准，根据夫琅禾费圆孔衍射理论，选

择针孔光阑直径，使主衍射级次的能量全部通过，拦截次衍射级次通过的能量，

有效保证了测量精度。然后给出单一波长的衍射效率测量数据处理方法，以及多

个波长的衍射效率测量数据处理方法，进而得到成像衍射光学元件主衍射级的实

际带宽积分评价衍射效率。本方法原理清楚、目的明确、技术成熟、操作方面，

可以在生产、检验和使用等各个方面普遍应用。

2.1.2 通用性原则

标准编制组对目前光电设备的分类和配置情况进行了调研和分析，认为当前

以及相当一段时期内，绝大多数成像光学系统中将使用单层和多层衍射光学元件，

工作波段为紫外波段、可见光、近红外、中波红外和长波红外等。因此，本标准

提出的衍射效率测量方法，以及数据处理方法，可以满足不同类型的成像衍射光

学元件，以及波段对应的衍射效率测量，实现当前及相当一段时期内的通用需求。

2.1.3 适用性原则

本标准主要适用于室内检验测试，并规定了室内测量环境的温度、湿度等一

般性要求，在符合环境条件要求的外场，也可应用本标准开展衍射效率测量工作。

本标准适用的测量对象在主衍射级次的成像质量要达到或接近衍射极限，在系统

焦面上应该出现一个标准的艾里衍射光斑。

2.2 标准编制主要内容的说明

2.2.1 关于测量原理

本标准提出的成像衍射光学元件衍射效率的测量是先测出主衍射级次的能

量�1，再测出全部出射能量�0，则�1与�0之比就是衍射效率。衍射效率测量过

程中，主衍射级次能量的测量可以通过在一级衍射焦面处放置一个针孔光阑得到，

而该光阑的大小能够在保证主衍射级次的能量全部通过的前提下，拦截各次级衍

射光的能量。当成像衍射光学元件所承担的光焦度较大时，主衍射级次和各次级

衍射的像面相距较远，上述方法可行。然而，当成像衍射光学元件在折衍射混合

式光学系统中的作用只是用于校正光学系统的色差时，衍射光学元件所承担的光

焦度就会很小。因此，主衍射级次的像面和各次级衍射的像面相距很近，很难将

主衍射级像点的能量与各次级衍射像点的能量准确分开，所以把测量得到的能量
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直接作为主衍射级的能量会给衍射效率的测量带来很大误差。在这种情况下，可

以采取只测量主衍射级弥散斑的中央亮斑及其附近区域能量的方法，选用尺寸较

小的针孔光阑，让主衍射级次的能量尽可能多的通过针孔光阑，并且尽量减少通

过针孔光阑的次级衍射能量，这样可以减少测量中的误差因素对测量结果的影响。

运用这种方法的前提是光学系统主衍射级次的成像质量接近或达到衍射极限，能

够在光学系统的焦面上形成一个标准的艾里斑分布图形。

圆孔夫琅禾费衍射的强度分布表示如式(1)所示：

� = 2�1(��� �')
��� �'

2
�0 (1)

式中�1( ��� �' )为一阶贝塞尔函数，�为波数� = 2� �，�为针孔光阑半径，�'

为光学系统的焦距，�0为一个与针孔光阑面积、光波长和焦距有关的常量。将

式(1)在半径为�1的区域内积分，可以得到该区域内所包含的能量如式(2)所示：

� � = 1 − �0
2 ���

�' − �1
2 ���

�' (2)

式中J0( kr1a f' )为零阶贝塞尔函数。当主衍射级次和各次级衍射的像面距离较近

时，可以采用较小的针孔光阑，只允许中央亮斑和邻近的若干亮环的能量通过，

则测量得到的能量仅包含了主衍射级次能量的一部分，此时需要对测量得到的衍

射能量进行修正才能得到准确的一级衍射能量。由于针孔光阑的半径可以准确地

知道，根据式(2)可以计算出通过针孔光阑的能量占一级衍射总能量的百分比，

进而得到修正的成像衍射光学元件主衍射级能量的表达式见公式(3)

�1 = �1�
�(�)

(3)

式中�1为修正的主衍射级能量，�1� 为成像系统后焦面上主衍射级能量。根据公

式(3)，以及衍射效率的定义，得到实际测量的成像衍射光学元件的衍射效率，

其表达式见公式(5)：

�� = �1�
� � �0

(4)

式中�� 为修正的衍射效率，�0 为成像系统后焦面上总能量。

2.2.2 关于试验条件

本标准对成像衍射光学元件衍射效率测量的环境温度、相对湿度，以及光学

表面的清洁进行规定。由于环境温度变化将引起成像衍射光学元件的衍射微结构

高度发生改变，从而影响衍射效率的测量精度。因此，本标准规定测量环境温度
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的变化范围不超过±0.5ºC，且待测系统与衍射效率测量装置的工作温度一致。

当湿度过大时，光学元件和衍射微结构表面易出现雾气，导致成像衍射光学元件

衍射效率测量结果不准确。因此，本标准规定测量环境的相对湿度应不大于 70%。

2.2.3 关于仪器设备

(1) 测量装置框图

本标准采用双光路测量方法搭建成像衍射光学元件的衍射效率测量装置，这

是因为在前后两次的能量测量之间会存在一定的时间间隔，需要考虑激光器的功

率波动性对测量结果产生的影响。双光路测量装置能够有效补偿激光器波动性对

衍射效率测量结果准确度的影响，提高衍射效率的测量精度。

(2) 光源

在成像衍射光学元件衍射效率测量的过程中，需要在平行光管焦面处设置一

个小的星点孔进行空间滤波，所以照射到待测光学系统上的光信号较弱。然而，

成像衍射光学元件的衍射效率对光谱波段范围十分敏感，所以选用单色光光源测

量衍射效率。如果采用一般的光源加上干涉滤光片，单色性不好，会有一定的波

带宽度，而且接收到的光信号会很弱。所以，采用激光器作为光源，激光器具有

方向性好、单色性强的优点。

(3) 空间滤波器

空间滤波器对扩束后的光束进行过滤，用于截取扩束后激光光束中心处相对

平缓的光束只允许中间比较均匀的那部分光通过。显微物镜、空间滤波器以及平

行光管物镜共同完成对激光光束的扩束与准直的作用。选择这样结构的优点是：

空间滤波器的针孔光阑可以减少激光束高阶模式所产生的散斑的影响，同时针孔

光阑可以截取激光束（高斯光束）中心处的相对平缓的光束区域，以便得到均匀

性良好的平行光束。

(4) 光电探测器

光功率计通常以光电二极管或者光电池作为光敏元件。工作在光伏模式下的

光电二极管或者光电池能够按照线性关系把光敏平面上所接收到的光强信号转

换为光电流信号；然后光电流信号经过电流电压模式的前置放大后，能够在放大

电路的输出端得到与所接受到的光强信号成正比的电压值。一般光敏元件的响应

度会随波长的不同而变化，当光敏元件的光谱响应度以及电压放大倍数己知时，
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就可以通过计算得到入射光功率的大小。与电荷耦合器件相比较，光电二极管或

者光电池的 p-n结面积更大，可以容纳更多的光生电子，所以，光电二极管或者

光电池的饱和光强以及动态范围相对大些。高性能的光电二极管能够满足用于

1010的动态范围要求，并且其线性光电响应也很好。

(5) 光电探测器前的针孔光阑

根据星点检验的原理，如果待检测光学系统的成像质量良好，那么在光学系

统后焦面上将形成一个比较标准的艾里斑衍射分布图形，星点像的艾里斑半径如

式(5)所示

�0 = �' 1.22�
�

(5)

式中�0为艾里斑半径尺寸，�为照明光源的波长，�为待测光学系统的入瞳直径，

�'为待测光学系统的焦距。将待测光学系统的参数带入式(5)，可以得到艾里斑

直径的大小为� = 2�0。根据夫琅禾费的圆孔衍射理论可知，在艾里斑的中央亮

斑范围内的能量占整个星点像能量的 83.78%。如果包括艾里斑中心亮斑和一级

衍射亮环，占到整个星点像光能量的 91%。

光电探测器前的针孔光阑口径通常很小，但仍会有很少的次级衍射能量进入

针孔光阑，从而影响测量精度。若得到 2级和 0级衍射在主衍射级焦面上的弥散

斑尺寸分别为h2和h0，再根据针孔光阑的尺寸 a，就可以算出 2级和 0级衍射能

量进入到一级衍射焦面上的比例分别为
π(a/2)2

πh2
2 和

π(a/2)2

πh0
2 。由此可以得到通过针孔光

阑的次级衍射光所占的比例大小，进而对测量结果进行校正等处理。

2.2.4 关于样品

本标准提出的成像衍射光学元件衍射效率测量光路与光学测量中星点检验

的光路类似，而星点像能量分布具有典型的衍射光斑的特征，因此要求衍射光学

元件和整个成像光学系统的设计和加工质量达到较高的水平，在系统焦面上应该

出现一个标准的艾里衍射光斑。

2.2.5 关于试验步骤

本标准提出在暗室中调整成像衍射光学元件的衍射效率测量装置，对一级衍

射光能量、参考光能量，以及总能量进行测量，并给出单一波长，以及多个波长

的衍射效率测量步骤。本标准的测量装置包括多个部件，而各部件的光轴一致性

将影响衍射效率的测量精度。
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(1) 调节激光器光束与平行光管光轴的一致性

首先粗调，即调节激光器位置，使得激光束大致经过平行光管前方入口中心

和平行光管物镜的中心。

然后细调，调节激光器位置，使得激光器入射光束处于平行光管物镜反射回

光斑的中心处。实际操作上，如果激光束正入射到平行光管物镜中心，平行光管

物镜的几个表面所反射回来的光束会产生规则的圆环干涉条纹，这种调节方法叫

做自准直法调节光轴一致性。

(2) 调节空间滤波器与平行光管光轴的一致性

首先在激光器前面的一定距离处放一光屏，把激光打在屏上的点做一个记号，

并且固定光屏；再放入显微物镜，调整显微物镜的高度，使显微物镜的光轴与激

光光束的光轴重合，这时就会在光屏上出现一个亮度均匀的圆光斑，并且光斑的

中心与先前在光屏上做的记号重合；然后把针孔光阑放到显微物镜上，不断微小

地调整水平和垂直方向的调节手轮，使光斑的亮度逐渐增加，直至在光屏上观察

到同心的亮暗衍射环；最后再沿三个方向进行微调，使中央亮斑的半径尺寸逐渐

增大，亮度不断增强，直至呈现出最亮最均匀的弥散斑为止，如图 1所示。

图 1 调节空间滤波器与平行光管光轴的一致性

(3) 平行光管光束准直度调整

移动空间滤波器的位置，使针孔光阑位于平行光管物镜焦面上，此时经过平

行光管的出射光束应是平行光。在平行光管后放置一个挡板用于接收光束，沿光

轴不断前后移动挡板的位置，观察挡板上圆形光斑的大小是否发生变化，如果发

生变化，说明从平行光管出射的光不是平行光，针孔光阑并没有位于平行光管物

镜的前焦面上。此时，需要再次调节针孔光阑的位置，然后再前后移动挡板，观

察圆形光斑的大小，如果变化，重复以上的调整，直到光斑大小不发生变化为止。



8

也可以通过比较外的出射光斑大小与平行光管物镜口径处的光斑大小来衡量出

射光束的平行性，两者相等则认为经过平行光管后出射的光束是平行光。

(4) 放入待测的光学系统进行测量

为保证平行光正入射到衍射光学元件上，可以通过观察平行光束经过待测光

学系统的出射光斑的对称性进行调节；同时保证待测的光学系统与平行光管的光

轴重合，这是为了消除激光高斯光束不均匀性可能造成的影响。调节好后的光路

如图 2所示。然后在待测的光学系统的后面放置一个探测器，平行光经过待测的

光学系统后被会聚，通过前后移动接收屏的位置，可以看到光斑的大小发生变化。

在探测器的前面加一个针孔光阑，滤掉次级衍射光，只允许一级衍射光通过，通

过前后、上下、左右微调旋钮来调整最佳焦面位置，读出一级衍射光能量，同时

记录此时参考光路的能量大小。然后去掉探测器前面的针孔光阑，得到经过待测

光学系统后的焦平面上的总能量，并记录此时的参考光能量。

图 2 调节待测光学系统与平行光管的同轴性

2.2.6 关于试验数据处理

本标准规定了成像衍射光学元件在单一波长，以及整个成像波段对应衍射效

率测量结果的数据处理方法和公式，按此公式处理的测量结果可信且能够衡量成

像衍射光学元件的加工误差。通过成像衍射光学元件衍射效率测量装置，可以测

量待测光学系统不同视场角度的一级衍射光能量和参考光能量，以及待测光学系

统后焦面上的总能量和参考光能量，进而得到成像衍射光学元件的衍射效率测量

值����。基于此测量值，可以得到成像衍射光学元件衍射效率的测量误差∆�如式

(6)所示。

∆� = �� − ���� (6)



9

式中��为理论计算的衍射效率。测量结果相对误差为测量误差与理论计算的衍

射效率比值如式(7)所示

� = ∆�
��

= ��−����
��

(7)

2.2.7 关于试验报告

测试报告首先设置了委托单位和联系人信息，然后设置了待测样品名称及参

数。设置试样名称是针对不同的试样测试结果不同需要记录准确的试样名称，方

便区别测试不同的样品。样品参数包括焦距、波段，F数等，用于确定测量装置

中所使用的空间滤波器、光电探测器前的针孔光阑，以及光源。设置采用标准是

明确成像衍射光学元件衍射效率的测量方法和测量装置。设置测试波长、测量次

数、衍射效率是为了得到在不同光源下的衍射效率平均值，进而拟合整个波段的

衍射效率变化曲线，最终计算带宽积分平均衍射效率。设置测试日期是为了记录

测试时间。设置测试单位和公章是为了证明测试结果的有效性。设置测试、复合、

审定人员签字是明确了对测试结果负责的人员。

3. 主要试验（或验证）情况分析

主要试验分析以兵器集团某厂的航空夜视头盔光学系统为具体实施例，进行

分析和综述。

随着光电装备技术的迅速发展，对光学系统体积、重量和性能的要求越来越

高，传统技术已无法满足这种要求。兵器集团某厂原有的航空夜视头盔显示系统

采用的是传统折射透镜技术，虽然采用了高次非球面技术，但该产品的技术性能

指标进一步提高的空间已十分有限。与折射透镜相比，成像衍射光学元件的工作

原理完全不同，具有独特的成像性质。将成像衍射光学元件应用于航空夜视头盔

光学系统中，成功地解决了原产品的重量、长度和性能的问题。所设计的折衍射

混合式航空夜视头光学系统完全达到了原产品的技术指标要求，而且透镜数量减

少了 50%，光学系统的重量只有原系统的五分之一，长度也缩短了 20%。对设计

好的光学系统做机械结构设计，完成光学系统的装配，得到了折衍射混合式航空

夜视头盔光学系统，如图 3所示。
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图 3 折衍射混合式航空夜视头盔光学系统，以及成像衍射光学元件

对该系统采用本标准提出的衍射效率测量方法进行可见光波段的实际测量。

根据标准中提出的双光路测量原理图，搭建了成像衍射光学元件衍射效率的测量

装置，如图 4所示，从左到右沿光轴依次放置激光器、分光镜、显微物镜、空间

滤波器、平行光管、挡板、待测光学系统、探测器。因为待测光学系统的口径一

般都小于平行光管的口径，所以，用挡板来滤除待测光学系统口径之外的光线，

减小背景光对测量结果的影响。分光镜的另一侧接光功率计的另一个探头，用于

监测由于电压起伏和激光功率波动而引起的激光输出功率的波动。

图 4 成像衍射光学元件衍射效率的测量装置

对于待测的折衍射混合式航空夜视头盔光学系统，在中心波长 0.5461μm处，

一级衍射光与邻近的 2 级和 0 级衍射光的轴向距离分别为�2=1.5045mm，

�0=1.6980mm。在一级衍射光的焦平面上，2 级和 0 级衍射光的高度分别为

ℎ2=0.8158mm，ℎ0=0.8158mm。当探测器前面的针孔光阑直径大小选 0.1mm时，

利用圆孔夫琅禾费衍射强度分布计算可以得到在0.05mm的半径范围内所包含的

能量为 99.9999%，所以，本标准的公式（3）中 P(r1)=1，可以认为一级衍射光

全部通过针孔光阑。通过针孔光阑透过的 2 级和 0 级衍射光所占的比例均为

(0.05/0.8158)2=0.3756%，说明次级衍射光所占的比例很小。
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为了全面准确地评价衍射光学元件的加工质量，分别选择三个激光波长，对

折衍射混合式航空夜视头盔光学系统进行衍射效率的实验测量。

（1）波长 532nm处衍射效率的测量结果

当使用 532nm的固体激光器作为测试光源，采用双光路测量装置测量成像

衍射光学元件的衍射效率，记录待测光学系统的一级衍射光能量�1�和参考光路

的能量�1
' ；待测光学系统后焦面的总能量�0和参考光路的能量�0

' 。将数据代入本

标准的公式（3）计算得到成像衍射光学元件的衍射效率如表 2所示。通过本标

准的公式（8）可知，成像衍射光学元件在 532nm 波长处的衍射效率平均值为

����=95.02%，与理论值 99.74%相比，测试结果有 4.72%的偏差。

表 2 532nm波长处衍射效率的测量结果

No. �1� (μW) �1
' (μW) �0 (μW) �0

' (μW) ��� (%)

1 2.739 6.045 2.896 6.072 95.00

2 2.736 6.124 2.881 6.135 95.14

3 2.747 6.207 2.893 6.205 94.93

（2）波长 632.8m处衍射效率的测量结果

当使用波长为 632.8nm的氦氖激光器作为测试光源时，待测系统的衍射效率

测量结果如表 3所示，由表可知，待测系统在 632.8nm波长处实验测量得到的衍

射效率的平均值为����=89.69%，与理论值 93.38%相比，测试结果有 3.69%。

表 3 632.8nm波长处衍射效率的测量结果

No. �1� (μW) �1
' (μW) �0 (μW) �0

' (μW) ��� (%)

1 0.4153 1.502 0.4660 1.504 89.24

2 0.4285 1.513 0.4739 1.511 90.34

3 0.4193 1.521 0.4691 1.523 89.50

（3）波长 473nm处衍射效率的测量结果

当使用波长为 473nm的固体激光器作为测试光源时，待测系统的衍射效率

测量结果如表 4所示。在 473nm波长处，通过实验测量得到的待测系统衍射效

率的平均值为����=88.98%，与理论计算得到的衍射效率 91.18%相比较，测量结

果有 2.20%的偏差。
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表 4 473nm波长处衍射效率的测量结果

No. �1� (μW) �1
' (μW) �0 (μW) �0

' (μW) ��� (%)

1 3.070 10.35 3.452 10.32 88.68

2 3.066 10.36 3.443 10.37 89.13

3 3.059 10.41 3.442 10.44 89.12

通过实验测量得到单层衍射光学元件在 473nm，532nm和 632.8nm三个波长

处的衍射效率。利用插值算法，可以得到衍射效率测量结果的拟合曲线，如图 5

所示。图 5中的实线代表理论计算得到的单层衍射光学元件的衍射效率，点画线

代表衍射效率实验测量结果的拟合曲线，拟合曲线上的三个圆点代表实际测量的

三个波长处的衍射效率值。从该图可以得到在 473nm-632.8nm 波段范围内任意

一个波长处对应的衍射效率测量值。通过将衍射效率测量结果的拟合曲线与理论

曲线的对比可知，在任意波长处单层衍射光学元件衍射效率的测量结果偏差均小

于 5.0%。

图 5 衍射效率的理论曲线和测量结果拟合曲线的对比

利用本标准的公式（9）可算出衍射光学元件在 473nm-632.8nm波段范围内

的带宽积分平均衍射效率�����为 93.47%。按照理论计算得到带宽积分平均衍射效

率��为 97.43%。再根据本标准的公式（10）可以计算出带宽积分平均衍射效率偏

差∆��为 3.96%，该值反映了成像衍射光学元件的加工误差。

4. 知识产权情况说明

本标准不涉及专利。

5. 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

成像衍射光学是光学工程领域的前沿技术。衍射光学元件由于其独特的成像
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性质已被广泛应用于国防和商用成像光学系统，以简化光学系统结构、缩小体积、

减轻重量和提高光学系统成像质量，实现传统光学技术无法实现的技术性能要求。

在解决空间光学系统，军用航空光学系统，微光夜视系统，头盔显示器系统，导

弹导引头系统等多种军用光学系统存在的问题方面起着不可替代的作用，还在民

用消费电子产品领域，例如安防系统，手机镜头模组，虚拟现实或增强现实系统，

数码相机等也有广阔的应用前景。

本标准针对成像衍射光学元件的设计和加工质量，建立了衍射效率的测量方

法，填补了国内外相关测量标准的缺失。该标准的实施将为成像衍射光学元件的

加工质量提供客观的评价依据，提高我国核心光学元件的加工质量，促进现有光

电仪器的性能升级，也会带动光电产业的发展，具有明显的经济效益和社会效益。

6. 采用国际标准和国外先进标准情况

目前国际上关于成像衍射光学元件衍射效率测量方法，未查到公开发表的国

际标准，因此本标准提出的内容具有完全自主知识产权。

7. 与相关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准编制基于编制组多年项目研制的实践总结和对光电设备发展状况的

调研分析，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9. 标准性质的建议

建议将本标准作为国家推荐性标准实施。

10. 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，可通过对相关用户单位、研制单位进行宣贯和培训，使本标

准规定的测量方法得以广泛、有效实施。

11. 废止现行相关标准的建议

无。

12. 其它应予说明的事项

无。


